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Abstract (en)
[origin: WO2018108518A2] The invention relates to a cooling system (2) for cooling rolling stock, comprising a plurality of cooling bars (8) for
applying a coolant onto the rolling stock, exactly one dedicated coolant supply line (36) for each of the cooling bars (8), and a feed system (9) for
guiding the coolant to the coolant supply lines (36), wherein each of the cooling bars (8) is connected to the feed system (9) via a dedicated coolant
supply line (36). It is further provided that the cooling system (2) has a bypass line (48, 52) for discharging a coolant flow from the feed system (9),
which is connected on the input side to a connection element (51, 53) of the feed system (9).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kihlanlage (2) zum Kuhlen von Walzgut, umfassend mehrere Kiihibalken (8) zum Aufbringen eines Kuhimittels auf
das Walzgut, genau eine eigene KuhImittelversorgungsleitung (36) fiir jeden der Kuhlbalken (8) sowie ein Zuleitungssystem (9) zum Leiten des
KuhImittels zu den Kihimittelversorgungsleitungen (36), wobei jeder der Kiihlbalken (8) tiber seine eigene Kiihimittelversorgungsleitung (36)
mit dem Zuleitungssystem (9) verbunden ist. Weiter ist vorgesehen, dass die Kiihlanlage (2) eine Bypassleitung (48, 52) zum Abfiihren eines
KuhImittelstroms aus dem Zuleitungssystem (9) aufweist, welche eingangsseitig an ein Anschlusselement (51, 53) des Zuleitungssystems (9)
angeschlossen ist.
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